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１．概要（Summary） 

自然界の誘電体物質のほとんどはテラヘルツ領域

の電磁波（100 GHz 〜 10 THz）に対して透明であ

るため、効果的に光を屈折するレンズやプリズム等の

光学素子を構成することが困難であり、そのために従

来のテラヘルツ光学系は金属材料を用いた反射光学

系として構成されることが多い。そこで本研究では、

直径１００μｍ程度の微小な環状電極（Split Ring 

Resonator, SRR）をテラヘルツ光の共振子に用いて、

その内部にＭＥＭＳ型の可変静電容量を集積化する

ことでテラヘルツ光に対するＯＮ／ＯＦＦスイッチ

として使用する方法を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

ナノテクノロジープラットフォーム施設が管理する電子

ビーム描画装置を用いて他のユーザーと共同でフォトマ

スクを製作し、東京大学生産技術研究所のＭＥＭＳ系クリ

ンルームを使用してスプリットリング共振子アレイを製作し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

薄膜金属系の表面マイクロマシニング技術により、有機

物（フォトレジスト）を犠牲層として、Cr/Au 金属構造をリリ

ースするプロセス技術を開発した。また、このプロセスによ

り一辺１００μｍ程度のＭＥＭＳ—ＳＲＲを製作し、駆動電

圧１０Ｖ程度で静電プルイン駆動する可変静電容量を集

積化した。光学実験により、ＭＥＭＳ静電容量のＯＮ／Ｏ

ＦＦスイッチ動作により、テラヘルツの吸収スペクトルを４０

０ＧＨｚ〜７００ＧＨｚの間で可変にできることを示した。 

 

Fig.1 ＭＥＭＳ−ＳＲＲ structure. 

 

Fig.2  SEM micrograph of MEMS-SRR. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究は、平成２５年度立石科学技術振興財団研究助

成「ＭＥＭＳ可変共振子アレイによるテラヘルツ光スキャナ」

の支援を受けて実施した。 
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